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ok Kullanish RF Plazma Reaktor
Arastirma Projeleri Dogrultusunda Bir Cok Islemi Tek bir Cihazda Yapma Imkani

SVCS Plazma reaktor sistemi tamamen otomatik, kompakt yapida, masa tipi, geleneksel dizayna
sahip ve 6zel arastirma ihtiyaclariicin tretilmistir. Cok genis bir uygulama alanina sahip olan SVCS
Plazma Reaktor cok iyi bilinen kaplama, etching ve ashing vb. gibi ARGE islemlerinde kullanilabilir.

OZELLIKLER | islem ortamindaki dozaj, vakum ve sicaklik kontrolii
birbirlerinden bagimsizdir ve yliksek derecede islem esnekligi
saglar. islem ortami secimi genis bir alana sahiptir. Sadece
gazlar icin degil ayni zamanda sivi/buhar reaktifleri icinde
hassas elektronik doz miktar kontrolii ve ylksek performansh
evaporator imkani vardir. Ultra ylksek saflik sistem dizayni,
gazlar ve sivilar icin elektronik kitle akis denetimiyle kullanici
icin hicbir glivenlik riski olusturmadan korozif, yanici ve toksik
ortam kullanilmasina bile olanak saglar. Plasma RF generator
genis bir frekans araligi ve glic seviyeleri ile, hem kapasitif hem
de endiktif eslesmis plazma icin bagh dizenliyici devrelere
sahiptir. Kelebek kontrol vanasi ve gaz balast sistemi ile
Chamber-Hazne basinci kontrol edilebilir. Dokunmatik panelli
kontrol sistemi ile kullanim gereksinimleri dogrultusunda
kullanicilara sinirsizimkanda islem ayarlanmasi imkani saglar.
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SVCS Process Innovation s.r.o.

Head office:

Optétova 37, 637 00 Brno

CZECH REPUBLIC

Tel.: 420 541 423 211, Fax: 541 221 580
e-mail: info@svcs.eu, http://www.svcs.eu
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Testone Teknoloji Coziimleri

Gursel Mah. Ikbal Sokak Testone Binasi:7
Kagithane/Istanbul, TURKEY

Tel: 444 83 78, Faks: +90 (212) 222 9090
email: semih@testone.com.tr
http://www.testone.com.tr
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SVCS CO.

330 S Pineapple Ave. S-110
Sarasota, Florida 34236, USA
e-mail: info@svcspi.com
http://www.svcspi.com
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RF Plasma Multifunction Reactor
TEKNIK BILGILER  Teknik Bilgiler
Chamber/Hazne Boyutu Silindirik, Cap : 110 mm, Uzunluk : 180 mm
Sicaklik Arahgi Anma Sicakhgi opsiyonel olarak 350 °C‘ye kadar arttirilabilir.
Sicakhk Arahgi 0..1Torr
islem ortami 5 adete kadar ultra yiiksek saflikta gaz hatlaryla elektronik
kitle akis kontrolii, evaporator ile 1 adet sivi reaktif ve hassas
kitle dozaji
RF frekanslari 13,56 MHz, opsiyonel 40 ve 450 kHz
RF glicu 100 W
Opsiyonlar Kullanici dizaynina sahip etrafi ¢evrili vakum pomba
sisteminde eklenebilir gaz ve sivi hatlari
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